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Urzadzenie do mierzenia odciiylert od plaskosci powierzchni

Dziedzina techniki. Wynalazek dotyczy urzadzenia do mierzenia odchylei od ptaskosci powwrzchm przy
zastosowaniu powierzchni cieczy jako wzorca ptaskosci.

Stan techniki. Do pomiaru ptaskosci powierzchni czesci maszyn powszechnie stosuje sie poziomice o zwar-
tej konstrukcji, ktére maja jednak te wade, ze btedy pomiaru s odwrotnie proporcjonalne do styku powierzchni
mierzonej z powierzchnia pomiarowa poziomicy. Do pomiaru ptaskosci powierzchni stosuje sie tez przyrzady
optyczne, z ktdrych najbardziej rozpowszechnionym_i sg autokolimator ijliniat optyczny. Za pomocg tych
przyrzadéw mierzy sie wspdtrzedne pionowe punktéw pomiarowych na powierzchni badanej wzgledem potoze-
nia statego punktu odniesienia, co eliminuje wzajemny wpiyw wynikéw pomiaréw dokonywanych w kolejnych
punktach. Wada tych przyrzadéw jest jednak to, Zze odlegtos¢ skrajnych punktdw pomiaru jest ograniczona,
adoktadnosé pomiaru maleje wraz z odlegioscig punktu pomiaru od punktu odniesienia.

Znane istosowane sg réwniez przyrzady oparte na pomiarze réznicy pozioméw pomiedzy mierzonym
punktem powrierzchni a lustrem cieczy stanowigcym wzorcowg powierzchnie ptaska. Lustro cieczy moze znajdo-
wad sie nad powierzchnig badang lub obok tej powierzchni. W przyrzadach tych do okreslenia potoZenia powie-
rzchni stuzg koricdwki pomiarowe w.postaci ostrza, ktore podczas kazdego pomiaru doprowadza sie do zetknie-
cia- z powierzchnig cieczy. Poniewaz ciecze majg napigcia powierzchniowe, oraz dodatnia wzglednie ujemng
zwilzalno$é w stosunku do materiatu koricdwki pomiarowej, okreslenie styku jest bardzo trudne i nie przekracza
doktadnosci + 0,02um.

Celem wynalazku jest skonstruowanie urzgdzenia do pomiaru odchyleﬁ od ptaskosci powierzchni na drodze
pomiaru réznicy pozioméw pomigdzy mierzonym punktem a powierzchnig cieczy jako wzorcem piaskoécu
w ktérym okreslenie poziome powierzchni cieczy odbywalto by si¢ bezstykowo.

Istota wynalazku i skutki techniczne. Wedtug wynalazku cel ten osiggnieto przez zastosowanie jako czujni-
ka cieczy, uktadu optycznego, utworzonego z projektora rzucajgcego na powierzchnie cieczy obraz, zwtaszcza
cienka linig, oraz mikroskopu, przy czym projektor i mikroskop sa wzgledem siebie ustawione sztywno pod
katem 0<5<180°C. W czasie dckonywania pomiaréw czujnik powierzchni mierzonej przyktadowo statyw, stawia
si¢ wwybranych punktach pomiaru powierzchni mierzonej. Urzadzenie do mierzenia odchylert od ptaskosci
powierzchni ma szczegblne zastosowanie do pomiardw ptaskosci ptyt traserskich, stotéw obrabiarek, ptaskosci
162 kotowych wduzych karuzeléwkach. Mozna nim réwniez dokonywaé pomiaréw réznic cis$nielt poprzez
pomiar réznicy wysokosci stupa cieczy w naczyniach potgczonych. Przyktad wykonania urzadzenia wynalazku
uwidoczniono schematycznie na rysunku.
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Opis przyktadu wykonania wynalazku. Urzadzenie pokazane na rysunku sktada sig z trzech zasadniczych
podzespotéw, a mianowicie czujnika powierzchni mierzonej, czujn:<a lustra cieczy, ovaz preyrzadu <0 pomiaru
wielkosci réznicy pomiaréw tych powierzchni. Czujnik powicrzchni mierzonej stanowi 1:6jkatna podsiawa 1
' statywu 2. Czujnik powierzchni lustra cieczy stanowi zespit projektora 4 imikioskopu 5 zamecowanych
sztywno w uchwycie 3 osadzonym suwliwie na statywie 2. Projektor 4 i mikroskop 5 53 wzgiedem siebic ustawio-
ne pod katem 0<8<180°. )

Do mierzenia wielkosci réznicy pomiarGw powierzchni mierzonej ilusira cieczy siuzy dzwigniowy
przyrzad czujnikowy 6 umccowany na statywie 2 powyzej uchwytu 3. Podsiawa 1 stutywu jest ustawiona na
mierzonej powierzchni 7. Badany obszar tej powierzchni okolony jest niewsikdocznym na rysunky obrzeZem,
wykonanym na przykiad z plasteliny, przy czym do tak utworzonego naczynia nalana jest ciecz, ktdrej iustro
stanowi wzorzec pfaskosci wzgledem ktérego dokonuje si¢ pomiary. Przy pomiarze odchylen od piaskosci
powierzchni rzuca si¢ z projektora 4 na lustro cieczy 8 obraz znaku, np. linii prostopadtej do plaszezyzay
przechodzacej przez of projektora 4 i mikroskopu 5. Obraz ten w adpowiedniin potozeniu zespolu proje!tora 4
i mikroskopu 5 wzgledem lustra cieczy 8 znajduje si¢ w srodku przeciwznaku widocznego w mikroskopie. Zmia-
na potoZenia w pionie zespotu projcktora i mikroskopu wzgledem lustra cieczy powoduje przesuniecie sig prze-
ciwznaku w gore lub w dét. W punkcie mierzonym istnieje tylko jedno potozenie pionowe czuinika optycznego,
przy ktérym znak z proiektora i przeciwznak z mikroskopu natoz3 si¢ na siebie. Wielkosé przesunieé zestzwu
optycznego w pionie sq mierzone za pomocg przyrzadu czujnikowego 6.

Urzadzenie do mierzenia odchytek ptaskosci powierzchni ma szczegdlne zastosowanie do dokonywania
pomiaréw piaskosci ptyt traserskich, stotéw obrabiarek i ptuskosci 16z kotowych w duzych karuzeléwkach. Jest
rzecza oczywista, ze nie odbiegajac od istoty wynalazku mozna zamiast pokazanego na rysunku przyrzadu
czujnikowego 6 zastosowad inny znany miernik do wyznaczania wielko$ci réznic pozioméw powierzchni mierzo-
nej ilustra cieczy. Miernik ten moze dziatac w zasadzie mechanicznej, optycznej lub elektryczne]. Mozna teZ
zamiast tréjkatnej podstawy zastosowaé jskikolwiek inny znany rodzaj czujriika powierzchni mierzonej, na
przyktad jednopunktowg koricowke statywa ustawionego w pozycji pionowej w spos6b wymuszony za pomocs
uchwytéw usytuowanych powyzej powierzchni mierzonej i przytwierdzonych do jakiego$ elementu statego zna-
jdujacego sie poza obszarem pomiarowym, wzglednie czujnik moze stanowié¢ podstewe pryzmiaiyczng.

Zastrze’enia patentowe

1. Urzadzenie do mierzenia odchyleri od ptaskosci powierzchni na dirodze pomiaru odlegtosci miedzy
mierzonym punktem powierzchni, a lustrem cieczy sktadajace si¢ z czujnika powierzchni mierzorej i czujnika
powierzchni cieczy oraz przyrzadu do pomiaru wielkosci r0znic pozioméw tych powierzchini, znamienne
ty m, Ze czujnik powierzchni cieczy stanowi uktad optyczny utworzony z projektora (4) rzucajacego na powie-
rzchnig cieczy obraz, zwtaszcza cienkg linig, oraz mikroskopu (5), przy czym projektor i mikroskop «.. wzgledem
siebie ustawione sztywno pod katem 0<§<180°,

2. Urzadzenie wedfug zastrz. i,znamienne ty m, Ze z ukfadem optycznym utworzonyim Z projekiora
(4) oraz mikroskopu (5) jest sprzezony przyrzad czujnikowy (6).
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